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ガラスの腐食は、表面に微細な構造を自発的に形成する現象を伴う点で興味深いだ
けでなく、放射性廃棄物を埋設する為のガラス固化体とする際にはその劣化・溶出
が問題になるなど、多方面で重要な現象である。本研究課題では、さまざまな組成
のガラスについて、水系環境における腐食・溶出挙動の解明を目的とする。この目
的に対し、各条件に対する溶出元素の時間変化をICPを用いて測定し、定量的にそ
の腐食メカニズムを検討する。

実験
Experimental

誘導結合プラズマ発光分析装置を用いて、ガラスを腐食した水溶液について、溶出
元素を定量的に分析した。この際、腐食の進行度を複数段階に分割し、時系列的に
溶出挙動の詳細を検討した。

結果と考察
Results and Discussion

ガラスの内部構造におけるネットワークモディファイア元素（NWM）が先行して
溶出し、ネットワークフォーマー元素（NWF）は相対的に遅れて溶出する挙動が見
られた。これにより、NWFを、溶出しづらい原子半径の元素に置き換える等の手法
によって、腐食の抑制が可能であると考えられる。しかしながら本年度は当該装置
のマシンタイムが十分にとれず、引き続きの検討が必要である。
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